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１．概要（Summary） 
サファイア、ガラス、Si 基板上に高効率素子の製作 
耐候膜の開発製造 
高効率基板の開発、製造 

 
２．実験（Experimental） 

薄膜形成 
PE-CVD、LP-CVD、酸化炉 
パターン形成 
コータデベロッパー、露光機、RIE 他 
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３．結果と考察（Results and Discussion） 

様々な形状作成し効率評価実施。 
膜については光の透過率、エネルギーロス低減に向

けたサンプル製作評価中。 
 

 
Fig1．High-efficient-Substrate 

 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 
 
６．関連特許（Patent） 
なし。 


